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Abstract (en)
The device e.g. variable inductor (1) has a girder (7) made of piezoelectric material and encapsulated in soft isolating material. The girder has
transversal parts (9) of preset width (W1), where each part has a mechanical anchorage area anchored on a substrate. The parts are connected by
a central arm (10) of preset width (W2). An ellipsoid magnetic element (8) is disposed on the arm. The parts and the arm are made of piezoelectric
material. The girder is liberated and fitted at ends of the area. The profile of the girder generates uniaxial and homogeneous constrains in the
element.

Abstract (fr)
Le dispositif magnétique (1) selon l'invention est intégré sur un substrat et comporte au moins un élément en matériau piézoélectrique, associé à
des électrodes (11a, 11b) d'actionnement, et au moins un élément magnétique (8), apte à se déformer sous la sollicitation de l'élément en matériau
piézoélectrique. Le dispositif (1) a la forme d'une poutre (7), mobile par rapport au substrat et comporte, selon un axe longitudinal (A1) de référence,
deux parties transversales (9), de largeur (W1) prédéterminée. L'élément en matériau piézoélectrique est constitué par au moins une partie d'une
partie transversale (9) et chaque partie transversale (9) comporte une zone d'ancrage mécanique sur le substrat. Les parties transversales (9) sont
reliées par au moins une branche centrale (10), de largeur (W2) prédéterminée, sur laquelle est disposé l'élément magnétique (8).
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